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Die Infrarotspektroskopie ist ein machtiges Werkzeug zur qualitativen und quantitativen
Materialuntersuchung. Die EMO Systems GmbH Berlin hat ein Analyseverfahren zur
Schichtdickenbestimmung auf Basis der Reflektions-Infrarotspektroskopie entwickelt. Die-
ses Analyseverfahren gestattet die ortsaufgeloste Schichtdickenbestimmung von Po-
lyurethan-Lackschichten auf nichtmetallischen Oberflachen. Zur Visualisierung wird eine
Falschfarbendarstellung verwendet. Hier genlgen bereits spektral schmale Ausschnitte
von Infrarotspektren, um prézise Schichtdickenwerte zu ermitteln. Zur Berechnung der
Schichtdicken wurden Algorithmen auf Basis der Methode der kleinsten Quadrate entwi-
ckelt, die eine grol3e Datenmenge in kurzer Zeit verarbeiten kbnnen, womit Messungen in
Echtzeit moglich sind.
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Der etwa 30-minutige Vortrag beginnt mit einer Einfuhrung in die Infrarotspektroskopie.
AnschlieRend wird die Vorgehensweise erlautert, um ein Modell zur Dickenbestimmung
der untersuchten Proben zu entwickeln. Die erzielten Resultate werden vorgestellt. Der
Vortrag schliel3t mit einer Diskussion weiterfiihrender Arbeiten.




